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(57)【要約】
【課題】  製造作業を複雑にすることなく、高精細なド
ットマトリクス表示を行うことが可能な有機ＥＬパネル
を提供する。
【解決手段】  有機ＥＬパネル１は、所定の形状のパタ
ーンに形成される第１電極３を有する。非発光部を覆う
ように形成される絶縁層４を有する。第１電極３と交差
するように形成する第２電極５を有する。少なくとも発
光層を有する有機層６を有する。第２電極５と電気的に
接続すると共に高電圧を印加することで第２電極５の上
方に形成される箇所が分離される第３電極７を有する。
第１電極３，絶縁層４，第２電極５，有機層６及び第３
電極７を透光性の支持基板（ガラス基板）２上に順次積
層形成してなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の形状のパターンに形成される第１
電極と、非発光部を覆うように形成される絶縁層と、前
記第１電極と交差するように形成される第２電極と、少
なくとも発光層を有する有機層と、前記第２電極と電気
的に接続すると共に高電圧を印加することで前記第２電
極の上方に形成される箇所が分離される第３電極と、を
透光性の支持基板上に順次積層形成してなる有機ＥＬパ
ネル。
【請求項２】  前記第１電極は、ストライプ状のパター
ンに形成してなることを特徴とする請求項１に記載の有
機ＥＬパネル。
【請求項３】  前記第２電極は、前記第１電極と直交す
るストライプ状のパターンに形成してなることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】  前記絶縁層は、発光部の表示形状を決定
する窓部を備えてなることを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれかに記載の有機ＥＬパネル。
【請求項５】  透光性の支持基板上に第１電極を所定の
形状のパターンに形成し、前記透光性の支持基板及び前
記第１電極上に非発光部を覆うように絶縁層を形成し、
前記絶縁層上に第２電極を前記第１電極と交差するよう
に形成し、前記絶縁層及び前記第２電極上に少なくとも
発光層を有する有機層及び第３電極を順次積層形成し、
前記第２電極と前記第３電極とを電気的に接続すると共
に高電圧を印加して前記第３電極の前記第２電極の上方
に形成される箇所を分離させることを特徴とする有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法。
【請求項６】  前記第１電極を、ストライプ状のパター
ンに形成することを特徴とする請求項５に記載の有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法。
【請求項７】  前記第２電極を、前記第１電極と直交す
るストライプ状のパターンに形成することを特徴とする
請求項５または請求項６に記載の有機ＥＬパネルの製造
方法。
【請求項８】  前記絶縁層に、発光部の表示形状を決定
する窓部を形成することを特徴とする請求項５から請求
項７のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬパネルに
関し、特にドットマトリクス表示を行う有機ＥＬパネル
及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬパネルと
しては、ガラス材料からなる透光性の支持基板上に、陽
極となるＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ）
等からなる透明電極と、正孔注入層，正孔輸送層，発光
層及び電子輸送層等からなる有機層と、陰極となるアル
ミニウム（Ａｌ）等からなる非透光性の背面電極と、を
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順次積層形成して構成されるものが知られている。
【０００３】また、斯かる有機ＥＬパネルとしては、ド
ットマトリクス表示を行うものが知られている。ドット
マトリクス表示によって所定のパターン表示を行うため
には、発光部分のパターン形成が必要であるが、前記有
機層は有機溶剤に溶けやすい性質を持つため、フォトレ
ジスト等を使用したエッチングによるパターン形成を行
うことが困難である。したがって、ドットマトリクス表
示を行う有機ＥＬパネルにおいては、例えば、ガラス材
料からなる透光性の支持基板上に、陽極となるＩＴＯか
らなる透明電極をストライプ状に形成し、前記透明電極
上に正孔注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層等
からなる有機層を形成し、さらに前記有機層上に陰極と
なるアルミニウム（Ａｌ）等からなる非透光性の背面電
極を前記透明電極と直交するストライプ状に形成する構
成となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】前記有機層上に形成さ
れる前記背面電極のパターン形成方法としては、前記背
面電極を前記有機層上に蒸着する際に、ストライプ状の
開口部を有するシャドーマスクを介して蒸着すること
で、前記背面電極を前記シャドーマスクの開口部に応じ
たパターン形成を行う方法が知られている。
【０００５】しかしながら、斯かる方法においては、高
精細なドットマトリクス表示を得ようとした場合に、陰
極のギャップ（陰極のエッジ間の距離）を形成するのに
必要なシャドーマスクの開口部間のマスク部が極めて微
細な糸状となるため、マスク部に弛みが生じ、所定の表
示パターンが得られないという問題点があった。
【０００６】このような問題を解決するものとして、特
開平１２－８２５８２号公報に開示される有機ＥＬディ
スプレイの製造方法が知られている。斯かる方法は、同
一の開口部パターンをそれぞれ異なる位置に有する複数
のシャドーマスクを用いて、少なくとも２回以上の陰極
の蒸着を行うことで所定のパターン形成をするものであ
る。しかしながら、斯かる方法においては、複数のシャ
ドーマスクを必要とすると共に、高精細なドットマトリ
クス表示を得ようとすると、陰極の蒸着回数を増加させ
なければならないため、有機ＥＬパネルにおいて、製造
工数が増加し、製造作業が複雑となるという問題点があ
った。
【０００７】本発明は、このような問題に鑑み、製造作
業を複雑にすることなく、高精細なドットマトリクス表
示を行うことが可能な有機ＥＬパネルを提供することを
目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解
決するために、所定の形状のパターンに形成される第１
電極と、非発光部を覆うように形成される絶縁層と、前
記第１電極と交差するように形成される第２電極と、少
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なくとも発光層を有する有機層と、前記第２電極と電気
的に接続すると共に高電圧を印加することで前記第２電
極の上方に形成される箇所が分離される第３電極と、を
透光性の支持基板上に順次積層形成してなることを特徴
とする。
【０００９】また、前記第１電極は、ストライプ状のパ
ターンに形成してなることを特徴とする。
【００１０】また、前記第２電極は、前記第１電極と直
交するストライプ状のパターンに形成してなることを特
徴とする。
【００１１】また、前記絶縁層は、発光部の表示形状を
決定する窓部を備えてなることを特徴とする。
【００１２】また、透光性の支持基板上に第１電極を所
定の形状のパターンに形成し、前記透光性の支持基板及
び前記第１電極上に非発光部を覆うように絶縁層を形成
し、前記絶縁層上に第２電極を前記第１電極と交差する
ように形成し、前記絶縁層及び前記第２電極上に少なく
とも発光層を有する有機層及び第３電極を順次積層形成
し、前記第２電極と前記第３電極とを電気的に接続する
と共に高電圧を印加して前記第３電極の前記第２電極の
上方に形成される箇所を分離させることを特徴とする。
【００１３】また、前記第１電極を、ストライプ状のパ
ターンに形成することを特徴とする。
【００１４】また、前記第２電極を、前記第１電極と直
交するストライプ状のパターンに形成することを特徴と
する。
【００１５】また、前記絶縁層に、発光部の表示形状を
決定する窓部を形成することを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づき説明する。
【００１７】図１において、有機ＥＬパネル１は、ガラ
ス基板（支持基板）２と、第１電極（陽極）３と、絶縁
層４と、第２電極５と、有機層６と、第３電極（陰極）
７と、から構成されている。
【００１８】ガラス基板２は、長方形形状からなる透光
性の支持基板である。
【００１９】第１電極３は、ガラス基板２上にＩＴＯ等
の透光性の導電性材料を蒸着法やスパッタリング法等の
手段によって層状に形成し、その後、フォトリソグラフ
ィー法等によってストライプ状のパターンに形成してな
る。
【００２０】絶縁層４は、紫外線硬化性樹脂等の絶縁材
料からなり、ガラス基板２及び第１電極３上に塗布し、
硬化させることによって形成される。また、絶縁層４は
有機ＥＬパネル１の発光部８の表示形状を決定する窓部
４ａを備える。
【００２１】第２電極５は、クロム（Ｃｒ）、ＩＴＯ等
の導電性材料を蒸着法やスパッタリング法等の手段によ
って層状に形成し、その後、絶縁層４上の窓部４ａの間
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に、フォトリソグラフィー法等によって第１電極３に直
交するストライプ状のパターンに形成してなる。また、
第２電極５は、後で詳述する第３電極７と電気的に接続
される。
【００２２】有機層６は、少なくとも発光層を有するも
のであればよいが、本発明の実施の形態においては正孔
注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層を蒸着法や
スパッタリング法等の手段によって順次積層形成し、層
状となるものである。有機層６は、絶縁層４における窓
部４ａの形成箇所に対応するように所定の大きさをもっ
て配設される。
【００２３】第３電極７は、アルミ（Ａｌ）やアルミリ
チウム（Ａｌ：Ｌｉ）、マグネシウム銀（Ｍｇ：Ａｇ）
等の金属製の導電性材料を蒸着法等の手段によって層状
に形成し、その後、第２電極５と電気的に接続し２０Ｖ
以上の高電圧を印加することにより第２電極５の上方に
形成される箇所を有機層６と共に分離させ、発光部８に
対応する箇所のみを残留させてなる。また、有機層６及
び第３電極７が部分的に分離されることにより、エッジ
９が形成される。
【００２４】次に、図２及び図３を用いて有機ＥＬパネ
ル１の製造方法を説明する。
【００２５】まず、蒸着法もしくはスパッタリング法等
の手段によってガラス基板２上に層状の第１電極３を形
成し、その後、フォトリソグラフィー法等によって第１
電極３をストライプ状となるようにパターン形成する
（図２（ａ），図３（ａ））。
【００２６】次に、窓部４ａが形成されるように紫外線
硬化性樹脂等の絶縁材料をガラス基板２及び第１電極３
上に塗布し、硬化させることで絶縁層４を形成する（図
２（ｂ），図３（ｂ））。
【００２７】次に、蒸着法もしくはスパッタリング法等
の手段によって絶縁層４上に層状の第２電極５を形成
し、その後、フォトリソグラフィー法等によって窓部４
ａの間に透明電極と直交するようにパターン形成する
（図２（ｃ）、図３（ｃ））。さらに、有機層６及び背
面電極６を順次積層形成し、第２電極５と第３電極７と
を電気的に接続する（図２（ｄ））。
【００２８】次に、電気的に接続した第２電極５及び背
面電極６に２０Ｖ以上の高電圧を印加する。高電圧を印
加することにより、有機層６及び第３電極７の第２電極
５の上方に形成される箇所が分離させ、エッジ９を形成
する（図２（ｅ））。このとき、第３電極７は、発光部
８に対応する箇所のみが残留するため、発光部８以外の
部分が発光することがない。以上の製造方法によって有
機ＥＬパネル１が形成される。
【００２９】斯かる有機ＥＬパネル１は、第１電極３と
交差するように形成される第２電極５と、有機層６上に
層状に形成される第３電極７とを電気的に接続すると共
に高電圧を印加することによって有機層６及び第３電極
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７の第２電極５の上方に形成される箇所を分離させ、エ
ッジ９を形成することにより、従来のようにシャドーマ
スクを用いることなく発光部８のパターンを形成するこ
とができることから、製造作業を複雑にすることなく、
高精細なドットマトリクス表示を行うことが可能とな
る。
【００３０】また、第１電極３をストライプ状のパター
ンに形成する場合、発光部８をより整列されたパターン
に形成することが可能となる。
【００３１】また、第２電極５を第１電極３と直交する
ストライプ状のパターンに形成する場合、発光部８をよ
り整列されたパターンに形成することが可能となる。
【００３２】また、絶縁層４に、発光部８の表示形状を
決定する窓部４ａを形成する場合、発光部８の表示形状
の輪郭をより鮮明にすることが可能となる。
【００３３】尚、本発明の実施の形態においては、第１
電極３はストライプ状のパターンに形成される構成であ
ったが、請求項１及び請求項５に記載の本発明において
は、第１電極３のパターンは本発明の実施の形態に限定
されるものではない。
【００３４】また、本発明の実施の形態においては、第
２電極５は第１電極３と直交するストライプ状のパター
ンに形成される構成であったが、本発明の請求項１及び
請求項５に記載の本発明においては、第２電極５のパタ
ーンは本発明の実施の形態に限定されるものではない。
【００３５】また、本発明の実施の形態においては、窓
部４ａによって決定される発光部８の表示形状は長方形
状となる構成であったが、発光部８の表示形状は正方形
状、円状等でも良く、本発明の実施の形態に限定される
ものではない。
【００３６】
【発明の効果】本発明は、所定の形状のパターンに形成
される第１電極と、非発光部を覆うように形成される絶
縁層と、前記第１電極と交差するように形成される第２
電極と、少なくとも発光層を有する有機層と、前記第２*
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*電極と電気的に接続すると共に高電圧を印加することで
前記第２電極の上方に形成される箇所が分離される第３
電極と、を透光性の支持基板上に順次積層形成してなる
ことを特徴とするものであり、製造作業を複雑にするこ
となく、高精細なドットマトリクス表示を行うことが可
能となる。
【００３７】また、本発明は、透光性の支持基板上に第
１電極を所定の形状のパターンに形成し、前記透光性の
支持基板及び前記第１電極上に非発光部を覆うように絶
縁層を形成し、前記絶縁層上に第２電極を前記第１電極
と交差するように形成し、前記絶縁層及び前記第２電極
上に少なくとも発光層を有する有機層及び第３電極を順
次積層形成し、前記第２電極と前記第３電極とを電気的
に接続すると共に高電圧を印加して前記第３電極の前記
第２電極の上方に形成される箇所を分離させることを特
徴とするものであり、製造作業を複雑にすることなく、
高精細なドットマトリクス表示を行うことが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態である有機ＥＬパネルの
模式断面図。
【図２】  同上の製造工程を示す模式断面図。
【図３】  同上の製造工程を示す平面図。
【符号の説明】
１  有機ＥＬパネル
２  ガラス基板（支持基板）
３  第１電極（陽極）
４  絶縁層
４ａ  窓部
５  第２電極
６  有機層
７  第３電極（陰極）
８  発光部
９  エッジ

【図１】



(5) 特開２００２－３２９５８５
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